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Lupa Leica MZFIII
Incorpora luz transmitida, reflejada, fluorescenciay 2024
1994 polarizacion. Servei de Microscopia i
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Primer SEM con imagen digital. ) Serve:| qe SEM ZEISS EVO MA10
Incorporacién de la técnica EDX. Microscopia Presion variable.
[ e, SEM ZEISS Merlin 2024
lPJt;nB:er SEM de altaresolucion de la Ultramicrotomo Boeckler
Filamento de emisién de campo. Power'TomePC i
1976 1996 Incorpora difraccion de electrones Ultramicrotomo con médulo de
Obertura de portes retro-dispersados (EBSD). crio.
Confocal Leica T4C|§ 2004
Primer microscopio -FI;EM JGTE(E):/|2d011[ ucién d 2020
Confocal de la UAB. bons o8 taresolucion de Confocal ZEISS LSM 980
1 982 Voltaje.de aceleracién 200 kV. Primer confocal con superresolucién
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TEM Hitachi 2002 TEM Jeol JEM-1400 Escaner de portaobjetos Olympus
HU12A Confocal TCS SP2 Voltaje de aceleracion de 120 kV. SLIDEVIEW VS200
PrimngEM dela UAB Sistema espectral Incorpora campo claro, campo oscuro,
Voltaje de aceleracion AOBS. fluorescenciay polaritzacion.
de 75 kV.
Evident IX85 - ScanR
1986 2006 Campo amplio automatizado (CellSens).
SEM Hitachi S570 Confocal Leica TCS SP5 Incorpora un sistema de cribaje de alo
Mejor resolucion respecto equipos Primer confocal totalmente contenido (ScanR).
anteriores. automatizado.
Fotografia con negativo 6x7. Médulo de alta velocidad.

Médulo de Multifotén.

TEM Hitachi H-7000

Voltaje aceleracion 125 kV.

Difraccién de electrones con porta-

muestras inclinable. 2007
Confocal Olympus FV1000
Incorpora técnica TIRFM.
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